
MCEベースプレート測量
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控ピン

CCR台座	  (No.) 

TS30 

MCE 
MCF 

IPI

IMM

X 

Y 

No.18,	  P18	  
(0,	  0,	  0)	  

No.20,	  P22	  
(24.4045,	  1.9380,	  0.0129)m

設置:	  No.21,	  P23	  	  
(24.4045,	  -‐9.9504,	  0.0127)m

P24	  
(24.2553,	  -‐9.9975,	  0.0227)m

(1)	  TS30による測量基準点の設定

MCE,	  MCF等の設置基準ピンはすでに見えない。	  

よって、控えピンを基準に測量基準を設定

No.19,	  P33	  
(11.7944,	  0.0000,	  -‐0.0034)m	  

ピット

No.14,	  P19	  
(22.3207,	  0.0000,	  0.0125)m

ピットを境に、実験室B側の床面が12mm	  
程高い。

実験室C 

実験室B
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No.:	  CCRの台座番号	  
P数値：TS30の測点番号	  



ターゲットシール

IMM IPI MCF 

Auto-‐Level

0.0	  mm

目盛り読み値

5.9mm低 4.8mm低 3.35mm低
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(2)	  IMM,	  IPI,	  MCFの相対的な高さ、傾き

実験室C側からオートレベルで相対的な高さおよび傾きをチェック

これらのチェンバーには高さ基準となるケガキが設けられていない。	  

しかたないので、サイドフランジ面にある溶接用ケガキにターゲット	  

シールを貼って、測量。
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(3)	  MCEの傾き測定

MCF側

ココを0としたとき

0.07mm低

0.61mm高

0.61mm高

オートレベルで測定

上部フランジ　（基準面）
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(4)	  MCEおよびベースプレートの高さ TS30 
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(5)	  MCEベースプレートの傾き測定

MCF側

ココを0としたとき

0.30mm低

0.16mm低

0.12mm高

オートレベルで測定

Φ1200mm 


